Skenovací elektronový mikroskop:
Minimální technické požadavky:
Energie elektronů na vzorku: 20 eV-30 keV
Zdroj elektronů: Schottkyho typ autoemisního zdroje s monochromátorem obsahující port+okénko dovolující poslat UV světelné pulzy na katodu a kontrolovat emisi elektronů pomocí světla
PC pro ovládání SEM s operačním systémem včetně dvou monitorů, software pro ovládání elektronového mikroskopu, servisní přístup k nastavení parametrů elektronového mikroskopu
SW uživatelské rozhraní mikroskopu umožňující jedním klikem automatické zarovnání /optimalizaci čočky, stigmátoru a zaostření
Šířka energetického spektra elektronů v monochromatizovaném režimu: <0.2 eV
Možnost zpomalení elektronového svazku
Prostorové rozlišení: 
≤ 0.7 nm (při energii 1 kV)
≤ 0.6 nm (při energii 2-15 keV pro SE detektor)
≤ 0.6 nm (při energii 30 keV ve STEM módu)
Proud svazku v kontinuálním režimu minimálně v rozsahu 1 pA-100 nA, nastavitelný
Rozsah zvětšení minimálně 10-1 000 000x
Plynule nastavitelná rychlost skenování v rozsahu min. 25 ns - 10 ms/pixel
Vnitřní rozměry vakuové komory: šířka min. 300 mm, hloubka min. 300 mm
Celkový počet portů komory: ≥ 20
Detektor sekundárních elektronů SE (Everhart-Thornley)
Detektor schopný detekce sekundárních i zpětně odražených elektronů (SE/BSE mód) v elektronovém tubusu
Detektor zpětně odražených elektronů (BSE) v elektronovém tubusu
Barevná kamera pro zobrazení vzorků na SEM stolku a navigaci na vzorcích
Kamera pro pohled do SEM komory pro zobrazení pozice stolku a vzorků vůči elektronovému tubusu a příslušenství v komoře
Integrovaný plazmový čistič
Čas čerpání komory: <6 min
Bezolejová pumpa pro generaci primárního vakua, tlak uvnitř komory <5x10-6 mbar
